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國立高雄師範大學職業衛生風險評估表 
系所：光電與通訊工程學系 
實驗室名稱：雷射與光纖元件實驗室 
填報日期：2013.12.25 

(一)實驗室作業流程概要內容： 
    (1) 使用光學軟體或自寫程式模擬雷射系統。 
    (2) 以半導體雷射幫浦晶體或光纖、建立雷射系統產生雷射光源。 
    (2) 雷射光源特性量測 
   
(二)實驗設備、儀器及材料： 

(1)測量儀器： 
      Power detector (PD, 光偵測器) 

   Optical spectrum analyzer (OSA, 頻譜分析儀) 
   M-square analyzer (光束模態分析儀) 
   Polarization analyzer (偏振分析儀) 
(2)雷射： 
   35 W 808 nm laser diode 
   10 W 915 nm laser diode 
   10 W 975 nm laser diode 
   He – Ne laser 
(3)光學元件： 
    晶體、光纖、平凹面鏡、透鏡、濾波片….等      
(4) 其他: 
   模擬軟體、機械類、電子類與電腦類耗材。 

 
(三)實驗程序： 
    以 He – Ne laser 校正雷射系統內之光學元件 → 產生雷射光源 → 雷射光源特性量測與分析。 
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危害鑑別與風險評估表 

 
填表人員：劉修安                               實驗場所負責人：易瑞昀 老師                            系所主管： 
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